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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein sensorge-
steuertes Kochfeld mit einer Kochfeldplatte, insbeson-
dere aus Glaskeramik oder Glas, mit zumindest einer
Kochzone, die mittels eines unterhalb der Kochfeldplatte
angeordneten Heizelementes beheizbar ist, sowie mit ei-
ner unterhalb der Kochfeldplatte angeordneten und ge-
gen deren Unterseite im Bereich eines flachenméaRig be-
grenzten MelRfleckes gerichteten Warmestrahlungs-
Sensoreinheit, die in Verbindung steht mit einer Steuer-
einheit zur Regelung der Heizleistung des Heizelemen-
tes.

[0002] Ein derartiges Kochfeld ist bekannt aus der
Druckschrift GB 2 072 334 A, wobei unterhalb der Koch-
feldplatte eine parabolische Reflektoranordnung vorge-
sehen ist. Die Reflektoranordnung sammelt die von der
Unterseite des Bodens einer auf der Kochfeldplatte ab-
gestellten und mittels des Heizelementes beheizten
Pfanne abgestrahlte Warmestrahlung und leitet diese
Uiber eine angeschlossene optische Verbindungsleitung
zu einer infrarotsensitiven Photodiode. Die derart detek-
tierte Warmestrahlung wird als Signal zur Regelung der
Heizleistung des Heizelementes verwendet.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei
einem sensorgesteuerten Kochfeld nach dem Oberbe-
griff des Patentanspruches 1 die Heizleistungsregelung
topfunabhangig ausreichend genau zu gewéhrleisten.
[0004] Erfindungsgemé&R istdiesdadurch erreicht, daf’
der Wert des Transmissionsgrades der Kochfeldplatte
zumindest im Bereich des MeRfleckes zumindest im
spektralen MeRbereich der Warmestrahlungs-Sensor-
einheit weniger als 30 %, vorzugsweise weniger als 10
% und insbesondere anndhernd etwa 0 % betréagt. Durch
den gering gewahlten Wert des Transmissionsgrades
des Materials der Kochfeldplatte ist sichergestellt, da3
der stérende, weil unbekannte Einfluf? der vom Topfbo-
denin Richtung auf die Kochfeldplatte und damit auf den
Warmestrahlungs-Sensor abgestrahlten Warmestrah-
lung gering ist. Dies ist insbesondere deshalb wichtig,
weil sich der Wert des Emissionsgrades der Topfboden-
unterseite abhangig vom Kochtopftyp typischerweise
zwischen 20 und 90 % bewegen kann. Erfindungsgeman
ist also sichergestellt, daR der Warmestrahlungs-Sensor
imwesentlichen bis ausschlieBlich die von der Unterseite
der Kochfeldplatte abgestrahlte Warmestrahlung emp-
fangt.

[0005] Um eine ausreichende MeRempfindlichkeit des
sensorgesteuerten Kochfeldes erreichen zu kénnen, be-
tragt erfindungsgemalr der Emissionsgrad der Untersei-
te der Kochfeldplatte zumindest im Bereich des Melflek-
kes zumindest im spektralen Mef3bereich der Warme-
strahlungs-Sensoreinheit zumindest 60 %, insbesonde-
re mehr als 90 %. Die erfindungsgeméafie Mel3genauig-
keit ist zumindest ausreichend, um Brat- oder Fritiervor-
gange bei zufriedenstellenden Garergebnissen durch-
fihren zu kdnnen. Zur Steigerung der Genauigkeit des
sensorgesteuerten Systems ist es zweckmanig, Topfe
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beziehungsweise Pfannen mit mdglichst ebenem und
damit gro3flachig auf der Oberseite der Kochfeldplatte
aufliegendem Boden zu verwenden.

[0006] Mit geringem Aufwand ist ein MeRfleck mit ge-
eigneten Transmissions- und Emissionseigenschaften
realisierbar, wenn die Kochfeldplatte an ihrer Unterseite
im Bereich des MeRfleckes mit einer dunklen insbeson-
dere schwarzen Emissionsschicht versehen ist. Die
Transmissions- bzw. Emissionswerte sind dann zum ei-
nen unabhé&ngig von Fertigungsstreuungen und zum an-
deren Uber die Lebensdauer der Kochfeldplatte trotz de-
ren Alterung im wesentlichen konstant. Weiterhin sind
die Werte dann auch unabhéngig von den Eigenschaften
des Materials der Kochfeldplatte bzw. hersteller- oder
farbténungsunabhégig.

[0007] Eine geeignete Grol3e des Mel3fleckes bewegt
sich bei etwa 1 bis 4 cm2. Dadurch ist sichergestellt, da
der MeRfleck einerseits nicht zu groR ist, was ein gleich-
maRiges Garergebnis in der Pfanne beziehungsweise
dem Topf beeintrachtigen wirde. Andererseits darf der
Meffleck auch nicht zu klein sein, damit der Einflul3 der
Warmestrahlung des Topfbodens auf die Glaskeramik
grofl3 genug bleibt. Im Falle einer zu kleinen Flachenaus-
dehnung des Melflecks ist dessen abgefuihlte Tempe-
ratur trotz der geringen Warmeleitféahigkeit von beispiels-
weise Glas oder Glaskeramik im wesentlichen aus-
schlieBlich abhéngig von der Temperatur der Glaskera-
mik in der Umgebung des MefRfleckes. Ziel des erfin-
dungsgeméaRen Kochfeldes ist es jedoch, auf die Tem-
peratur des auf der Kochfeldplatte abgestellten und be-
heizten GargefaRes zu schlieRen beziehungsweise die-
se zu regeln.

[0008] Gemal einer bevorzugten Ausfiuhrungsform
weist die Warmestrahlungs-Sensoreinheit einen Spe-
zialfilter auf, dessen spektraler Durchlaf3bereich im we-
sentlichen zwischen etwa 4 und 8 pm liegt. In diesem
Bereich ist sowohl der Wert des Transmissionsgrades
als auch der des durchschnittlichen Reflexionsgrades
des Materials der Kochfeldplatte bei typischen Glaske-
ramik-Kochfeldplatten ausreichend gering. Daraus er-
gibt sich in diesem Wellenlédngenbereich ein hoher Emis-
sionsgrad der Unterseite der Kochfeldplatte und damit
verbunden eine hohe MelRempfindlichkeit und -genauig-
keit. Alternativ kann der spektrale DurchlaBbereich typi-
scherweise auch zwischen etwa 10 bis 20 wm liegen.
Auch in diesem Bereich betrégt der Wert des Transmis-
sionsgrades bei typischem Glaskeramikmaterial etwa O
% und der des Reflexionsgrades ist deutlich geringer als
in den beidseitig benachbarten Wellenlangenbereichen.
Die Wahl eines geeigneten Spektralfilters ist insbeson-
dere von dessen Preis abhéngig sowie von der in dem
jeweiligen Wellenldngenbereich erzielbaren Empfind-
lichkeit beziehungsweise Mel3- und Regelgenauigkeit
des sensorgesteuerten Kochfeldes.

[0009] Erfindungsgemal ist an der Unterseite der
Kochfeldplatte im Bereich des Meflifleckes ein
MeRschacht angeordnet, in dem die Warmestrahlungs-
Sensoreinheit auf den Mel3fleck der Kochfeldplatte ge-
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richtet ist. Diese MaRnahme stellt sicher, daR die tem-
peraturmafige Beeinflussung des Mef¥fleckes durch das
Warmestrahlung abstrahlende Heizelement stark verrin-
gert beziehungsweise ausgeschlossen ist. Dabei ist es
besonders ginstig, wenn der MeRschacht mdglichst
dicht an der Unterseite der Kochfeldplatte anliegt, sowie
wenn der Strahlungskanal im Mef3schacht mdglichst gut
von dem Raum auf3erhalb des Mef3schachtes isoliert ist.
[0010] Um eine mdglichst gleichmaRige Warmevertei-
lung im Topfboden und in der Kochfeldplatte und damit
verbunden eine hohe MeRgenauigkeit zu erreichen, um-
zieht vorteilhafterweise das Heizelement den
MeRschacht und damit den Mef3fleck im wesentlichen
allseitig.

[0011] Gemé&R einer bevorzugten Ausfihrungsform
berechnet eine Recheneinheit des Kochfeldes aus dem
Signal der Warmestrahlungs-Sensoreinheit und in einer
Speichereinheit abgelegten Kenndaten des Kochfeldes
die Temperatur des Bodens eines auf der Kochfeldplatte
abgestellten beheizten Gargefalies und gibt diese an die
Steuereinheit zur Regelung der Heizleistung weiter. Aus
in Laborversuchen gewonnenen Erkenntnissen kénnen
typische Kennzahlen fur die Beziehung des Mef3signals
der Sensoreinheit zur vorherrschenden Topfbodentem-
peratur gewonnen werden. Diese sind dann in der Spei-
chereinheit abgelegt und werden beim Garvorgang mit
dem Mefsignal der Warmestrahlungs-Sensoreinheit ge-
eignet verknupft. Aus der daraus abgeleiteten Boden-
temperatur werden dann wiederum Stellsignale fur die
Heizleistung des entsprechenden Heizelementes ermit-
telt. Die Genauigkeit des Systems kann insbesondere
bei grof¥flachigen Gargefal’en wie beispielsweise Bra-
terpfannen erhéht werden, wenn zumindest zwei War-
mestrahlungs-Sensoreinheiten verwendet werden. Wei-
terhin ist es zweckmé&Rig, eine an sich bekannte Topfer-
kennungseinheit zu realisieren oder die MeR3signale der
Warmestrahlungs-Sensoreinheit zur Topferkennung zu
verwenden.

[0012] Nachfolgend sind anhand schematischer Dar-
stellungen zwei Ausfihrungsbeispiele des erfindungsge-
maRen sensorgesteuerten Kochfeldes beschrieben.
[0013] Es zeigen:

Fig. 1  ineiner Schnittdarstellung abschnittsweise das
Kochfeld mit darauf abgestelltem Topf geman
dem ersten Ausfuhrungsbeispiel,

Fig. 2  die Verlaufe des Transmissions- und des Re-
flexionsgrades einer Glaskeramik-Kochfeld-
platte im interessierenden Wellenlangenbe-
reich,

abschnittsweise in einer Ansicht von oben den
Anordnung des Heizelementes im Bereich des
MeRschachtes der Warmestrahlungs-Sensor-
einheit,

Fig. 3

Fig. 4 ein Blockschaltbild wesentlicher Regelungs-
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einheiten des sensorgesteuerten Kochfeldes
und

abschnittsweise den Bereich unterhalb der
Kochfeldplatte im Bereich des Mef3fleckes ge-
manR dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel in einer
Schnittdarstellung gemaf Figur 1.

Fig. 5

[0014] Ein Kochfeld 1 weist eine Kochfeldplatte 3 aus
Glaskeramikmaterial auf, auf deren Oberseite mit Hilfe
einer Dekorbedruckung beheizbare Zonen markiert sind
(Fig. 1). Diesen Zonen sind unterhalb der Kochfeldplatte
3 jeweils entsprechende an sich bekannte metallische
Heizkorpertdpfe 5 zugeordnet. Diese sind mittels an sich
bekannter, nicht gezeigter Hilfsmittel an die Unterseite
der Kochfeldplatte 3 gedruickt. Der Heizkdrpertopf 5 weist
boden- sowie umfangseitig eine Heizkorperisolierung 7
auf. In dieser beziehungsweise auf dieser ist ein an sich
bekannter Strahlungsheizleiter 9 gehaltert, der beim
Speisen mit elektrischem Strom Warmestrahlung insbe-
sonderein Richtung auf die Unterseite der Kochfeldplatte
3 abgibt. Oberhalb des Heizkdrpertopfes 5 beziehungs-
weise des Strahlungsheizleiters 9 ist eine Bratpfanne 11
auf der Oberseite der Kochfeldplatte 3 abgestellt. Zwi-
schen der Unterseite des Bodens der Bratpfanne 11 und
der Oberseite der Kochfeldplatte 3 ist typischerweise ein
geringer Luftspalt 13 vorhanden. Der Emissionsgrad €
der Unterseite des Topfbodens 11 betrégt bei Edelstahl-
tépfen typischerweise ungeféhr 10 bis 20 % und bei ei-
nem schwarz emailliertem Topfboden typischerweise
ungefahr 80 bis 90 %. Im Bereich unterhalb des Bodens
der Bratpfanne 11 ist ein rohrformiger Mefl3schacht 15
vorgesehen, dessen obere Stimseite dicht an der Unter-
seite der Kochfeldplatte 3 anliegt. Der Durchmesser des
MeRschachtes betragt etwa 1 bis 2 cm. Der Mef3schacht
15 ist mit geeigneten Isolationsmitteln zur thermischen
Abschottung der nachfolgend beschriebenen MefRRan-
ordnung insbesondere gegeniiber dem Heizleiter 9 ver-
sehen. Weiterhin weist der Mef3schacht 15 an seiner In-
nenumfangseite zur Erhdhung der Empfindlichkeit der
nachfolgend beschriebenen MefRanordnung eine Refle-
xionsschicht 17 auf. Die von dem MeRschacht 15 be-
grenzte Kreisflache auf der Unterseite der Kochfeldplatte
3 dient als Mef¥fleck 18 der MeRanordnung. An der dem
MeRfleck 18 gegeniiberliegenden Ende des MeRRschach-
tes 15 ist ein warmestrahlungsempfindlicher Infrarotsen-
sor 19 angeordnet. Diesem vorgeschaltet ist eine Infra-
rotoptik 21 mit einem Spektralfilter, dessen spektraler
Durchlal3bereich zwischen etwa 5 und 8 wm liegt. Durch
eine Blendenoffnung 23 im Boden des Mel3schachtes 15
ist der Infrarotsensor 19 auf den Meffleck 18 der Koch-
feldplatte 3 gerichtet. Zum Schutz des Infrarotsensors 19
ist in die Blendenéffnung 23 ein geeignetes Sensorfen-
ster 25 gesetzt. Zur Kithlung des Infrarotsensors 19 sitzt
dieser in einem Kuhlkanalstutzen des Bodens des Heiz-
korpertopfes 5, dem bei Bedarf Kiuihlluft (Kuhlluftpfeile)
zugefihrt wird. Weiterhin ist zwischen dem Heizkdrper-
topf 5 und der Heizkorperisolierung 7 ein Kithlkanal 27
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vorgesehen. Dadurch ist sichergestellt, dal die zul&ssi-
ge Dauerbetriebstemperatur des Infrarotsensors 19 von
etwa 100 bis 120°C nicht Uberschritten wird (Fig. 1).
[0015] Der Transmissionsgrad der Glaskeramik-
Kochfeldplatte weist in dem durch den Spektralfilter de-
finierten spektralen MelR3bereich des Infrarotsensors 19
von etwa 5 bis 8 pm gemal Fig. 2 einen Transmissions-
grad 1 von etwa 0 % auf. Dies bedeutet, dafl} die vom
Topfboden 11 abgestrahlte Warmestrahlung nicht direkt
durch die Kochfeldplatte 3 hindurch zum Infrarotsensor
19 gelangen kann. Der Topfboden 11 kann durch Wér-
meleitung und Warmestrahlung lediglich die Glaskera-
mikplatte 3 erwarmen. Diese strahlt nun bei einem durch-
schnittlichen Emissionsgrad € (= 1- r) von etwa 95 %
(siehe Fig. 2) Strahlungswarme zum Infrarotsensor 19.
Die MeBund Regelgenauigkeit des Systems ist um so
héher, je besser die thermische Ankopplung des Topf-
bodens 11 an die Glaskeramikplatte 3 einerseits und de-
ren Ankopplung an den Infrarotsender 19 andererseits
realisiert ist. Alternativ ist es auch mdglich, einen Spek-
tralfilter 21 vorzusehen, dessen spektraler DurchlalBbe-
reich zwischen etwa 10 bis 20 pm liegt. Auch in diesen
Wellenlangenbereich von A = 10 bis 20 um betrégt der
Wert des Transmissionsgrades t etwa 0 % und der des
Reflexionsgrades r etwa um die 10 %, woraus sich ein
durchschnittlicher Emissionsgrad € von etwa 90 % ergibt
(Fig. 2).

[0016] Um grundsétzlich unabhéngig von den Materi-
aleigenschaften der Kochfeldplatte zu sein, ist geman
dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 5 im Bereich
des Meffleckes 18 die Unterseite der Kochfeldplatte 3
mit einer schwarzen Farbschicht 31 bedeckt. Der Wert
des Transmissionsgrades T betragt dabei idealerweise
etwa 0 % und der des Emissionsgrades € etwa 100 %
(Fig. 5).

[0017] Um eine mdglichst gleichméaRige Warmevertei-
lung im Topfboden 11 sowie in der Glaskeramikplatte 3
zu erreichen, umzieht der Heizleiter 9 gemaf Fig. 3 den
MeRschacht 15 im wesentlichen allseitig. Ob der
MeRschacht 15 dabei am Rand des Heizkorpertopfes 5
oder eher in dessen Zentralbereich angeordnet ist, ist
abhéngig von den jeweiligen Gegebenheiten. Beispiels-
weise kann es beider Verwendung von zwei MeRRschach-
ten 15 in einem Heizkorpertopf 5 aus Genauigkeitsgriin-
den trotz einer beispielsweise ungleichmaRigen Tempe-
raturverteilung im Boden der Pfanne vorteilhaft sein,
wenn die beiden Mel3schachte 15 jeweils im Randbe-
reich des Heizkorpertopfes 5 angeordnet sind (Fig. 3).
[0018] Beim Betrieb des sensorgesteuerten Kochfel-
des 1 strahlt die Unterseite des von dem Strahlungsheiz-
leiter 9 beheizten Topfbodens 11 fortwahrend Warme-
strahlung auf die darunter angeordnete Kochfeldplatte
3. Andererseits strahlen sowohl der Strahlungsheizleiter
9 als auch die Kochfeldplatte 3 Wéarmestrahlung zum
Topfboden 11. Zuziglich findet in den Bereichen, in de-
nen der Topfboden die Kochfeldplatte berihrt Warme-
leitung zwischen beiden statt. Dasselbe gilt auch in Rich-
tung parallel zur Kochfeldplatte 3 innerhalb dieser. Der
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Infrarotsensor 19 ist durch den MefRschacht 15 von der
Warmestrahlung des Strahlungsheizleiters 9 abge-
schirmt. AuRerdem ist er auch durch die Eigenschaften
des Materials der Kochfeldplatte von der Warmestrah-
lung des Gargefalies 11 weitestgehend abgeschirmt. In
MeRreihen kann nun ein Zusammenhang zwischen der
von der Unterseite der Glaskeramik-Kochfeldplatte 3 im
Bereich des MeRfleckes 18 zum Infrarotsensor 19 abge-
strahlten Warmestrahlung und der Temperatur des Bo-
dens der Bratpfanne 11 ermittelt werden. Beim Betrieb
des Kochfeldes 1 ermittelt eine Recheneinheit 41 des
Kochfeldes aus dem Mel3wert S des Infrarotsensores 19
und aus in einer Speichereinheit 43 des Kochfeldes 1
abgelegten Kenndaten der Anordnung ein entsprechen-
des Ausgangssignal, aus dem eine Steuereinheit 45 des
Kochfeldes 1 ein Heizleistungssignal P fur den Strah-
lungsheizleiter 9 ableitet (Fig. 4). Dadurch ist es moglich;
daf beispielsweise eine von einer Bedienperson tber an
sich bekannte Eingabeelemente vorgegebene Fritier-
temperatur von 180°C durch die Steuereinheit 45 auto-
matisch eingeregelt wird.

Patentanspriiche

1. Sensorgesteuertes Kochfeld mit einer Kochfeldplat-
te aus Glaskeramik, mit zumindest einer Kochzone,
die mittels eines unterhalb der Kochfeldplatte ange-
ordneten Heizelementes beheizbar ist, sowie mit ei-
ner unterhalb der Kochfeldplatte angeordneten und
gegen deren Unterseite im Bereich eines flachen-
maRig begrenzten Messfleckes gerichteten Warme-
strahlungs-Sensoreinheit, die in Verbindung steht
mit einer Steuereinheit zur Regelung der Heizlei-
stung des Heizelementes, dadurch gekennzeich-
net, dass der Wert des Transmissionsgrades der
Kochfeldplatte (3) zumindest im Bereich des
Messfleckes (18) zumindest im spektralen Messbe-
reich der Warmestrahlungs-Sensoreinheit (19) klei-
ner als 30 %, vorzugsweise kleiner als 10 % und
insbesondere annéhernd etwa 0 % ist.

2. Sensorgesteuertes Kochfeld nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daR der Emissionsgrad
der Kochfeldplatte (3) zumindest im Bereich des
MeRfleckes (18) zumindest im spektralen Mel3be-
reich der Warmestrahlungs-Sensoreinheit (19) min-
destens 60 %, insbesondere mehr als 90 % betragt.

3. Sensorgesteuertes Kochfeld nach Anspruch 1 oder
2,dadurch gekennzeichnet, da? die Kochfeldplat-
te (3) an ihrer Unterseite im Bereich des Meffleckes
(18) mit einer dunklen Emissionsschicht (31) verse-
hen ist.

4. Sensorgesteuertes Kochfeld nach einem dervorher-
gehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
daf der Mef3fleck (18) eine Flachenausdehnung von
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etwa 1 bis 4 cm? aufweist.

Sensorgesteuertes Kochfeld nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche mit einer Glaskeramik-Koch-
feldplatte, dadurch gekennzeichnet, da  die War-
mestrahlungs-Sensoreinheit (19) einen Spektralfil-
ter (21) aufweist, dessen spektraler Durchlal3bereich
zwischen etwa 4 und 8 um liegt.

Sensorgesteuertes Kochfeld nach einem der An-
spriiche 1 bis 4 mit einer Glaskeramik-Kochfeldplat-
te, dadurch gekennzeichnet, dalR die Warme-
strahlungssensoreinheit (19) einen Spektralfilter
aufweist, dessen spektraler Durchla3bereich zwi-
schen etwa 10 bis 20 pm liegt.

Sensorgesteuertes Kochfeld nach einem der vorher-
gehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
daf an der Unterseite der Kochfeldplatte (3) im Be-
reich des Mef3fleckes (18) ein MeRRschacht (15) an-
geordnet ist, in dem die Warmestrahlungs-Sensor-
einheit (19) auf den MeR3fleck (18) der Kochfeldplatte
(3) gerichtet ist.

Sensorgesteuertes Kochfeld nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daR das Heizelement (9)
den MeRschacht (15) und damit den Mef¥fleck (18)
im wesentlichen allseitig umzieht.

Sensorgesteuertes Kochfeld nach einem der vorher-
gehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
daR eine Recheneinheit (41) aus dem Signal der
Warmestrahlungs-Sensoreinheit (19) und in einer
Speichereinheit (43) abgelegten Kenndaten des
Kochfeldes (1) die Temperatur des Bodens eines
auf der Kochfeldplatte (3) abgestellten, beheizten
Topfes (11) berechnet und an die Steuereinheit (45)
weitergibt.

Claims

Sensor-controlled cooking field with a cooking field
plate of glass-ceramic, with at least one cooking
zone heatable by means of a heating element ar-
ranged below the cooking field plate, as well as with
a heat radiation sensor unit which is arranged below
the cooking field plate and directed towards the un-
derside thereof in the region of a measurement spot
limited in terms of area and which is connected with
a control unit for regulating the heat output of the
heating element, characterised in that the value of
the transmissivity of the cooking field plate (3) at least
in the region of the measurement spot (18) is smaller
than 30% at leastin the spectral measurement range
of the heat radiation sensor unit (19), preferably
smaller than 10% and, in particular, approximately
about 0%.
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Sensor-controlled cooking field according to claim
1, characterised in that the emissivity of the cook-
ing field plate (3) at least in the region of the meas-
urement spot (18) amounts to at least 60% at least
in the spectral measurement range of the heat radi-
ation sensor unit (19), in particular more than 90%.

Sensor-controlled cooking field according to claim 1
or 2, characterised in that the cooking field plate
(3) is provided at the underside thereof in the region
of the measurement spot (18) with a dark emission
layer (31).

Sensor-controlled cooking field according to one of
the preceding claims, characterised in that the
measurement spot (18) has an area extent of ap-
proximately 1 to 4 cm2.

Sensor-controlled cooking field according to one of
the preceding claims with a glass-ceramic cooking
field plate, characterised in that the heat radiation
sensor unit (19) comprises a spectral filter (21), the
spectral pass range of which lies between about 4
and 8 pm.

Sensor-controlled cooking field according to one of
claims 1 to 4 with a glass-ceramic cooking field plate,
characterised in that the heat radiation sensor unit
(19) comprises a spectral filter, the spectral pass
range of which lies between approximately 10 to 20
pm.

Sensor-controlled cooking field according to one of
the preceding claims, characterised in that ameas-
urement shaft (15) in which the heat radiation sensor
unit (19) is directed to the measurement spot (18) of
the cooking field plate (3), is arranged at the under-
side of the cooking field plate (3) in the region of the
measurement spot (18).

Sensor-controlled cooking field according to claim
7,characterised in that the heating element (9) en-
closes the measurement shaft (15) and thus the
measurement spot (18) substantially all round.

Sensor-controlled cooking field according to one of
the preceding claims, characterised in that a com-
puter unit (41) calculates the temperature of the base
of a heated pot (11) placed on the cooking field plate
(3) from the signal of the heat radiation sensor unit
(19) and characterising data, which is filed in a stor-
age unit (43), of the cooking field (1) and passes it
on to the control unit (45).

Revendications

Table de cuisson commandée par capteur, compre-
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nant une plagque de table de cuisson en vitrocérami-
gue avec au moins un foyer qui peut étre chauffé a
I'aide d’'un élément chauffant disposé sous la plaque
de table de cuisson, ainsi qu'avec un élément cap-
teur de rayonnement thermique qui est installé sous
la plaque de table de cuisson, est tourné vers la face
inférieure de celle-ci, dans la région d’'une surface
de mesure délimitée, et est en liaison avec une unité
de commande destinée a réguler la puissance de
chauffage de I'élément chauffant, caractérisée en
ce que lavaleurdutaux de transmission de la plaque
de table de cuisson (3), au moins dans la région de
la surface de mesure (18), est inférieure a 30 %, de
préférence inférieure a 10 %, et est en particulier
approximativement de 0 %, au moins dans la plage
de mesure spectrale de I'élément capteur de rayon-
nement thermique (19).

Table de cuisson commandée par capteur selon la
revendication 1, caractérisée en ce que le taux
d’émission de la plague de table de cuisson (3), au
moins dans la région de la surface de mesure (18),
est d'au moins 60 % et notamment supérieur a 90
%, au moins dans la plage de mesure spectrale de
I'élément capteur de rayonnement thermique (19).

Table de cuisson commandée par capteur selon la
revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que la
plague de table de cuisson (3) est pourvue d’'une
couche émettrice (31) foncée sur sa face inférieure,
dans la région de la surface de mesure (18).

Table de cuisson commandée par capteur selon une
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que la surface de mesure (18) présente une su-
perficie comprise entre environ 1 et 4 cm2,

Table de cuisson commandée par capteur selon une
des revendications précédentes, comprenant une
plaque de table de cuisson en vitrocéramique, ca-
ractérisée en ce que [I'élément capteur de rayon-
nement thermique (19) présente un filtre spectral
(21) dont la bande passante spectrale est comprise
entre environ 4 et 8 pm.

Table de cuisson commandée par capteur selon une
des revendications 1 a 4, comprenant une plaque
de table de cuisson en vitrocéramique, caractérisée
en ce que I'élément capteur de rayonnement ther-
mique (19) présente un filtre spectral dont la bande
passante spectrale est comprise entre environ 10 et
20 pm.

Table de cuisson commandée par capteur selon une
des revendications précédentes, caractérisée en

ce qu’il est prévu, sur la face inférieure de la plaque
de table de cuisson (3), dans la région de la surface
de mesure (18), un puits de mesure (15) dans lequel
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I'élément capteur de rayonnement thermique (19)
est dirigé sur la surface de mesure (18) de la plaque
de table de cuisson (3).

Table de cuisson commandée par capteur selon la
revendication 7, caractérisée en ce que I'élément
chauffant (9) entoure sensiblement surtousles cotés
le puits de mesure (15) et donc la surface de mesure
(18).

Table de cuisson commandée par capteur selon une
des revendications précédentes, caractérisée en
ce que, a partir du signal de I'élément capteur de
rayonnement thermique (19) et de données carac-
téristiques de la table de cuisson (1) enregistrées
dans une unité de mémorisation (43), une unité de
calcul (41) détermine la température du fond d’une
casserole (11) chauffée, déposée sur la plaque de
table de cuisson (3), et la transmet a I'unité de com-
mande (45).
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